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Fiabilité dans Micro et Nano Systemes
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Fiabilité dans Micro et Nano Systemes

Microsystemes pour applications spatiales

Avantages des MEMS:

V Petite taille et faible poids

V Robustesse contre les vibrations et les chocs lors du
lancement grace a la faible masse

V Robustesse contre la radiation

Robuste contre la radiation due a la structure mécanique.
Cependant, | e circuit de contr?] e

Fiabilité supérieure est exigée!
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Axes de recherche

Programmes technologiques du CSEM

A MEMS

A Ingénierie des surfaces

A Systémes

A Systémes intégrés de trés basse consommation

A Photovoltaique & gestiond éner gi e
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Caractérisation des matériaux & Assurance qualité

Quelles sont nos activités?

Développemen
de matériaux

Analyse de

Test defiabilité matériaux

Controle de Analyse de
défaillances
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Outisd 6anal yse

Comment on le fait?

Microscopie Diffraction
Spectroscopie Rayons X

SAXS
WAXS
Chambre a
Tests mécaniques | | 6 humi di t
haute température

3D imaging

Dureté

Test de traction
Bulge test
Tribologie
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Fiabilité dans Micro et Nano Systemes

Exemples pratiques

A Fiabilit® doéoune cellule doéhorl og
Raman

A Analyse des défauts et de la fiabilité mécanique du silicium

A Plateforme de fiabilité
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Exemple 1

Fiabilit® doéune cell pare doho
spectroscopie Raman

A Horloge atomique (Cs, Rb) demande une étanchéité exceptionnelle
A RGA vers Spectroscopie Raman: un outil pratique et non-destructif pour
étudier la fiabilité de la cellule Rubidium

A Analyse quantitative des gaz diatomiquesdans | a cavit ® d
couvercle transparent (N,, O,, H,).

A Limite de détection ~5 mbar.

Raman confocal

laser
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Exemple 1

Fiabilit® doéune cell ul e doho
spectroscopie Raman

A Apporte les informations clés sur:
A Tauxd 6i rral,) at i on
A Absence de la génération du O, ou H,O pendant le procédé de fabrication
ou le traitement thermique

A Analyse quantitative des solides contenus dans la cavité
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Fiabilité dans Micro et Nano Systemes

Exemples pratiques

A

A Analyse de défauts et de la fiabilité mécanique du silicium
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Exemple 2

But du projet CTl avec EM Marin

Dispositifs intégrés (puces) en Si deviennent de plus en plus petits
¥

La taille du sillon de la découpe du wafer devient un
facteur non-négligeable dans la fabrication du dispositif

D

But: évaluer et optimiser le procédé de la découpe laser des
wafers Si

Un sillon de découpe étroit avec un minimum de défauts du Si

Focusing
Lens

\
.........

Hamamatsu Photonics 2005
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Exemple 2

Caractérisation

Combinaison de | 6 a n adyons<{e haute résolution avec les tests mécaniques
pour| 6 a n alé lyfakalité mécanique du Si

Test mécanique

A Fabrication de deux séries de porte-échantillon pour
le test de flexion a 4 points
ATai |l | e do6®mouma 200HMIxI3-dcm:

Analyses Rayons-X a Haute Résolution

AFabricati on porteéanantilenpouela u
fixation sans contraintes d 6 wafer 8 pouces par
les aimants dans une chambre a vide
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